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обеспечения единства измерений
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ГНМЦ – Государственные научные метрологические центры
ЦСМ – центры стандартизации и метрологии
ГЭТ – Государственные эталоны
УВТ – установки высшей точности



- развитие эталонной базы

- оптимизация структуры управления
метрологическим обеспечением предприятия



85-95% образцовых СИ имеют срок эксплуатации более 25 лет



ТекущаяТекущая ситуацияситуация

••ФизическийФизический износизнос эталоннойэталонной базыбазы попо линейнолинейно--угловымугловым СИСИ
составляетсоставляет 90%90%
••ОтсутствиеОтсутствие современногосовременного измерительногоизмерительного оборудованияоборудования ии методикметодик
обуславливаетобуславливает низкуюнизкую эффективностьэффективность ии неоправданнонеоправданно высокиевысокие
затратызатраты нана обслуживаниеобслуживание СИСИ
••НепланомерноНепланомерно оснащениеоснащение ЦИЛЦИЛ машиностроительныхмашиностроительных предприятийпредприятий
••ОтсутствиеОтсутствие российскихроссийских производителейпроизводителей линейнолинейно--угловыхугловых
эталонныхэталонных СИСИ
••ЗаконодательнаяЗаконодательная базабаза нене обеспечиваетобеспечивает вв полнойполной меремере
целенаправленноецеленаправленное развитиеразвитие эталоннойэталонной базыбазы предприятийпредприятий. . 
МетодикиМетодики поверкиповерки длядля подавляющегоподавляющего большинствабольшинства универсальныхуниверсальных
линейнолинейно--угловыхугловых средствсредств измеренийизмерений основаныоснованы нана использованиииспользовании
устаревшихустаревших ии болееболее тоготого, , снятыхснятых сс производствапроизводства эталонныхэталонных СИСИ. . 
••ОтсутствиеОтсутствие илиили перепрофилированиеперепрофилирование предприятийпредприятий выпускавшихвыпускавших
эталонныеэталонные линейнолинейно--угловыеугловые СИСИ привелопривело кк потерепотере практикипрактики
планомерногопланомерного обученияобучения персоналаперсонала ии сервисногосервисного обслуживанияобслуживания СИСИ. . 



Перечень СИ для ЦИЛ



Оснащение ЦИЛ

Горизонтальные
длинномеры

Вертикальные
длинномеры / 
компараторы Микроскопы

проекторы

Меры
Плоскостность и

перпендикулярность
Шероховатость/ 

круглость



Эталонные СИ

Применение :
Поверка/калибровка рабочих эталонов
2-4 разрядов, КМД 0-5 класса

Абсолютное измерение
0-25 мм
Относительное измерение
0,5-100 мм
Пределы допускаемой основной
погрешности
± (0,05+L/1000) мкм

Компаратор КМД EMP 25      Feinmess Jena



Эталонные СИ

Применение :
Поверка/калибровка КМД 4-5 классов, 
калибров, измерения линейных
размеров прецизионных деталей

Абсолютное измерение
0-100 мм
Относительное измерение
0-250 мм
Пределы допускаемой основной
погрешности
± (0,2+L/1000) мкм

Вертикальные длинномеры АВВЕ 250 
Feinmess Jena



Эталонные СИ

Применение :
Поверка/калибровка рабочих эталонов
3-4 разрядов, КМД, рабочих СИ, 
калибров

Диапазон измерения
0-400/ 680/1000 -4000 мм

Пределы допускаемой основной
погрешности

± (0,1+L/2000) мкм

Горизонтальные длиномеры LMI EKM Jena



Эталонные СИ

Применение :
Поверка/калибровка рабочих СИ, 
калибров, шаблонов

Диапазон измерения мм,

300х200х200

400х300х200

Предел допускаемой погрешности
Е1= ±(1,9+L/100)
Е2= ±(2,9+L/100)
ЕZ= ±(3,9+L/100)

Измерительные видиомикроскопы WM 1 

Schneider Messtechnik



Эталонные СИ

Назначение:

Контроль плоскостности и
прямолинейности поверочных плит и
линеек

Контроль перпендикулярности лекальных
и слесарных угольников

Дифференциальные уровни и эталонная
установка RA  (TESA)



Эталонные СИ
Контроль поверхности

Применение :
Шероховатость
Волнистость
Контур поверхности деталей



Эталонные СИ

Применение :
Контроль поверхности высокоточных
деталей. 

Контроль структуры материала
(металлография)

Увеличение – от 30х до 2350х

Разрешение - 0,001 мм

Допускаемая погрешность - ± 0,002 мм

Контроль поверхностных дефектов

и структуры материала LIPPOLIS



Управляющая
компания

НИИ КБ и опытные пр-ва Серийные пр-ва

Холдинговая
компания



ЦИЛ
предприятий

Метрологический
центр

Передвижная
лаборатория

Метрологическая служба
холдинга



Оснащение мобильной
лаборатории



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


